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Possible improvement of low-dose electron microscopy using flux qubits 
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荷電粒子光学、中でも電子顕微鏡法は超伝導量子ビットの使用により改善が見込まれる分野で

ある。特に、生体試料のクライオ電子顕微鏡法では、サンプルの照射損傷により使える電子の数

が厳しく制限され、量子テクノロジーによる改善が期待される。具体的には、超伝導量子ビット

の周囲の電磁ポテンシャルは、量子力学的重ね合わせになり得るため、そこを通過する荷電粒子

とは奇妙な相互作用をすることが期待される。 

本発表では、前記の相互作用がどのように電子顕微鏡の改善に使えるのか、改善の度合いはど

れほどか、想定される実験的挑戦は何か、について述べる。また、秋田県立大学における予備実

験の準備状況についても簡単に触れる（図 1）。 
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図 1 (a) 電子光学予備実験用の超高真空装置。右に吊り下がっているパルスチューブ冷凍装置を

ベースにした低温予備実験装置を別に設計中。(b) テスト用電界放射電子銃装置。 
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